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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素源と、該水素源から供給される水素を貯蔵するために水素貯蔵容器が着脱自在に接
続される接続口と、該接続口に接続された水素貯蔵容器を冷却するための容器冷却手段と
、前記接続口への水素貯蔵容器の接続を認識する容器接続認識手段と、前記接続口に接続
された前記水素貯蔵容器への水素の満充填を検出する満充填検出手段と、少なくとも前記
接続口を覆う装置カバーと、を備え、
　前記装置カバーは、空気を強制導入する空気導入機が接続された空気導入口が低位置に
設けられ、高位置に空気排出口が設けられているとともに、前記空気導入口から前記空気
排出口に至る空気経路が前記接続口の周囲を通り、かつ、前記接続口に接続された水素貯
蔵容器を冷却するように設けられて前記容器冷却手段を構成していることを特徴とする水
素充填装置。
【請求項２】
　前記接続認識手段による前記接続の認識後に、前記水素源から前記水素貯蔵容器に水素
を供給・充填させ、前記満充填検出手段による満充填の検出にしたがって、前記水素の供
給・充填を終了させる水素充填制御手段を備えることを特徴とする請求項１記載の水素充
填装置。
【請求項３】
　前記水素充填制御手段は、前記容器冷却手段を制御して、水素が供給・充填される水素
貯蔵容器の冷却を行わせることを特徴とする請求項２記載の水素充填装置。
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【請求項４】
　前記満充填検出手段は、前記水素貯蔵容器に供給・充填される水素の流量、又は圧力、
或いはその両方を検知し、該検知結果に基づいて容器内の水素充填率を算出することを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載の水素充填装置。
【請求項５】
　前記満充填検出手段は、前記水素貯蔵容器内の水素の残量を検知する水素残量センサの
検知結果に基づいて満充填の検出を行うことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載
の水素充填装置。
【請求項６】
　前記容器冷却手段は、冷媒が流れ、前記水素貯蔵容器と熱交換がおこなれる冷却チュー
ブを備えることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の水素充填装置。
【請求項７】
　前記水素源に水素タンクを備え、該水素タンクから水素を供給させる際に該水素タンク
を放熱側により加熱をし、吸熱側により前記水素貯蔵容器の冷却をするペルチェ素子を備
えることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の水素充填装置。
【請求項８】
　前記接続口を備えた装置本体に、前記水素貯蔵容器を装入する装入穴が設けられており
、該装入穴は前記水素貯蔵容器の周囲を小隙間を介して囲む形状を有し、前記水素貯蔵容
器外周面と前記装入穴内周面とには、いずれか一方またはそれぞれが互いに係合して、前
記水素貯蔵容器が前記装入穴に対し略全周に亘って小隙間を有するように位置決めする位
置決め用凹凸形状を有していることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の水素充
填装置。
【請求項９】
　前記小隙間が前記空気経路の一部を構成し、前記装入穴端部が前記空気排出口を構成す
ることを特徴とする請求項８記載の水素充填装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、着脱可能な水素貯蔵容器に水素を充填する水素充填装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電語やノート型パソコン等の電源として燃料電池が注目されている。その燃
料電池の燃料として水素が用いられるため、水素を貯蔵する容器が必要であり、その容器
に水素を充填する水素充填装置が必要である。また、燃料電池の普及に伴って水素充填装
置の使用場所が一般の家庭となることが十分に考えられる。
　この場合、家庭において一般の消費者が安全且つ簡便な使用が出来ることが必要である
。具体的には水素を扱うことによる発火などの危険性の回避、水素貯蔵容器が水素吸蔵合
金による場合の適切な冷却方法の確立、一般の消費者でも取り扱うことの出来る簡便な操
作性の確保などが必要となる
【０００３】
　従来、容器への水素の充填方法については、既にいくつかの提案がなされている。
　例えば、特許文献１では、充填量検出に水素貯蔵容器の温度と充填圧を検出し、水素吸
蔵合金のＴ－Ｐ－Ｃ特性に基づいて残存水素量を測定し、水素充填率を求めている。また
冷却と危険防止対策として、水素貯蔵容器は低温室に置かれ、この低温室は水浴、氷浴の
ほか常温より低い温度が維持できるものなら、如何なるものでも良いとされている。
【０００４】
　特許文献２では、充填量検出を水素貯蔵容器の温度と充填圧により検出し、水素吸蔵合
金のＰＣＴ特性に基づいて満充填となるように水素供給量を弁で制御している。また冷却
と危険防止対策として、水素貯蔵容器は冷媒を用いた低温槽により冷却している。
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【０００５】
　特許文献３では、高分子電解質水電解装置を用いて水素を発生させており、充填量検出
には、水素圧力を検出することにより満充填検出を行っており、水素の充填圧力が有る程
度の値に達した時点で一度水素の充填を止め、その後の供給バッファタンクの水素圧力の
減少率により水素充填率を判断し、必要なら再充填する方法を採用している。また冷却と
危険防止対策として、冷却に専用の冷凍機とチューブ状の蒸発器が組み込まれた冷却部を
用いて冷却を行い、また、漏れ水素対策には専用のファン等を用いて水素を誘導し、漏れ
水素処理部により燃焼処理を行っている。
【０００６】
　特許文献４では、水電解装置から発生した水素を水素貯蔵容器に充填する装置が提案さ
れている。この装置では、水電解装置と充填器との間に流量調節弁やバッファタンクを設
けることで、水電解装置の圧力変動を抑制しながら直接充填するものとしている。
【特許文献１】特開平６－１０３９８７号公報
【特許文献２】特開平８－１２８５９７号公報
【特許文献３】特開２００２－２６９６３３号公報
【特許文献４】特開２００３－１１９５８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記した従来の提案技術では、家庭において一般の消費者が安全且つ簡便な使
用が出来ることに配慮した設計はなされておらず、このような家庭で使用し得る実用的な
水素充填装置は今まで開発されていない。
　さらに、簡便な操作性に関して、水素貯蔵容器の水素充填量を知り、また装置を自動運
転する為には、水素充填装置により水素貯蔵容器に水素を充填する際に、充填状況の表示
や運転停止の自動化の為に水素貯蔵容器内の水素充填率を検知することが必要であるが、
水素吸蔵合金の水素吸蔵量を検知する技術は確立されていない。
【０００８】
　本発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、特別な知識を有しない一般の消
費者が安全かつ簡便に水素貯蔵容器に水素を充填することができる水素充填装置を提供す
ることを目的とする。
　さらに、簡便でありながら使用上問題のない精度で水素貯蔵容器内で水素充填率を検知
する技術を確立し、装置に充填状況を表示したり満充填時には運転を自動停止することが
可能な水素充填装置を提供することをさらなる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、本発明の水素充填装置のうち、請求項１記載の発明は、水素源と、該水素源
から供給される水素を貯蔵するために水素貯蔵容器が着脱自在に接続される接続口と、該
接続口に接続された水素貯蔵容器を冷却するための容器冷却手段と、前記接続口への水素
貯蔵容器の接続を認識する容器接続認識手段と、前記接続口に接続された前記水素貯蔵容
器への水素の満充填を検出する満充填検出手段と、少なくとも前記接続口を覆う装置カバ
ーと、を備え、
　前記装置カバーは、空気を強制導入する空気導入機が接続された空気導入口が低位置に
設けられ、高位置に空気排出口が設けられているとともに、前記空気導入口から前記空気
排出口に至る空気経路が前記接続口の周囲を通り、かつ、前記接続口に接続された水素貯
蔵容器を冷却するように設けられて前記容器冷却手段を構成していることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の水素充填装置の発明は、請求項１記載の発明において、前記接続認識手
段による前記接続の認識後に、前記水素源から前記水素貯蔵容器に水素を供給・充填させ
、前記満充填検出手段による満充填の検出にしたがって、前記水素の供給・充填を終了さ
せる水素充填制御手段を備えることを特徴とする。
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【００１１】
　請求項３記載の水素充填装置の発明は、請求項２記載の発明において、前記水素充填制
御手段は、前記容器冷却手段を制御して、水素が供給・充填される水素貯蔵容器の冷却を
行わせることを特徴とする。
【００１４】
　請求項４記載の水素充填装置の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において
、前記満充填検出手段は、前記水素貯蔵容器に供給・充填される水素の流量、又は圧力、
或いはその両方を検知し、該検知結果に基づいて容器内の水素充填率を算出することを特
徴とする。
【００１５】
　請求項５記載の水素充填装置の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において
、 前記満充填検出手段は、前記水素貯蔵容器内の水素の残量を検知する水素残量センサ
の検知結果に基づいて満充填の検出を行うことを特徴とする。
【００１６】
　請求項６記載の水素充填装置の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の発明において
、前記容器冷却手段は、冷媒が流れ、前記水素貯蔵容器と熱交換がおこなれる冷却チュー
ブを備えることを特徴とする。
【００１７】
　請求項７記載の水素充填装置の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の発明において
、前記水素源に水素タンクを備え、該水素タンクから水素を供給させる際に該水素タンク
を放熱側により加熱をし、吸熱側により前記水素貯蔵容器の冷却をするペルチェ素子を備
えることを特徴とする。
【００１８】
　請求項８記載の水素充填装置の発明は、請求項１～７のいずれかに記載の発明において
、前記接続口を備えた装置本体に、前記水素貯蔵容器を装入する装入穴が設けられており
、該装入穴は前記水素貯蔵容器の周囲を小隙間を介して囲む形状を有し、前記水素貯蔵容
器外周面と前記装入穴内周面とには、いずれか一方またはそれぞれが互いに係合して、前
記水素貯蔵容器が前記装入穴に対し略全周に亘って小隙間を有するように位置決めする位
置決め用凹凸形状を有していることを特徴とする。
　請求項９記載の水素充填装置の発明は、請求項８記載の発明において、前記小隙間が前
記空気経路の一部を構成し、前記装入穴端部が前記空気排出口を構成することを特徴とす
る。
【００１９】
　すなわち、本発明によれば、容器接続認識手段によって接続口に水素貯蔵容器が接続さ
れたことが認識され、この水素貯蔵容器に水素が充填されることで、接続口からの水素の
誤排出を防止する。また、この認識は、水素充填の自動化をより容易にする。
　水素の充填中には、容器冷却手段によって水素貯蔵容器が冷却され、水素貯蔵容器の過
熱による危険性を排除することができる。また、水素貯蔵容器に水素吸蔵合金を用いる場
合、水素貯蔵容器に水素が充填され始めると水素吸蔵合金の特性により温度が上昇し始め
るので、冷却手段によって水素貯蔵容器を冷却することにより水素の吸蔵効率すなわち充
填効率が向上する。
　また、水素貯蔵容器への水素の供給・充填に際しては、満充填検出手段によって満充填
が検出されるので、この検出に従って、水素の供給・充填を停止することで、水素の過供
給を防止して安全性を高めることができる。
【００２０】
　本発明における水素源は、水素を供給可能なものであればよく、特定のものに限定され
ず、高圧水素タンクや水素吸蔵合金容器などが挙げられるが、その他に、保管が不要で都
度生産が可能な、ガスを用いた改質装置、水電解装置などの水素発生装置が好適なものと
して挙げられる。なお、水素源の他に、水素を一旦貯蔵する水素貯蔵部を設け、該水素貯
蔵部から水素貯蔵容器に水素を充填するように構成することもできる。該水素貯蔵部には
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、水素貯蔵タンクや、水素吸蔵合金容器などを用いることができる。水素貯蔵部を介する
ことで安定した圧力で水素貯蔵容器に水素を供給することができる。
【００２１】
　また、水素貯蔵容器が接続される接続口は、水素をできるだけ漏れなく水素貯蔵容器に
供給でき、また、水素貯蔵容器の着脱が容易なものが望ましく、既知のカプラなどを用い
ることができる。ただし、本発明としては、接続口が特定の構造のものに限定されるもの
ではない。水素貯蔵容器は、高圧の水素をそのまま充填するものや、水素吸蔵合金を収容
して該水素吸蔵合金に水素を吸蔵させて貯蔵するものなどを用いることができる。要する
に水素を貯蔵して外部使用側に供給可能なものであればよく、本発明としては水素貯蔵容
器が特定の構造に限定されるものではない。容器接続認識手段は、前記接続口への水素貯
蔵容器の接続を未接続の状態と区別して認識できるものであればよく、リミットスイッチ
などを用いることができ、本発明としては特定のものに限定されない。
【００２２】
　また、満充填検出手段としては、例えば、前記水素貯蔵容器に供給・充填される水素の
流量や圧力、或いはその両方を検知して容器内の水素充填率を算出して満充填を検出する
ものや、水素貯蔵容器内の水素残量を検知して満充填を検出するものが挙げられる。
　例えば、充填中の水素の流量検知装置と、圧力検知装置の少なくともどちらか或いは両
方とによって水素源から水素貯蔵容器に流れる水素の流量と圧力のどちらか或いは両方を
検知し、その値を逐次演算装置にて演算し、水素吸蔵合金の代表的な特性と照合すること
で水素貯蔵容器内の水素の充填率を算出する。また、水素残量は、水素貯蔵容器内に配置
した水素残量センサによって検知することができる。水素残量センサとしては、既知のも
のを用いることができ、また、この他に、センサ用水素吸蔵合金が充填され、水素の内外
移動が可能とされた容器形状のセンサ本体を備え、該センサ本体が前記センサ用水素吸蔵
合金の水素吸放出に伴って歪みが容易に生じる易歪み部を一部に有し、該易歪み部の歪み
を測定する歪みゲージが設けられた水素残量センサを用いることができる。
【００２３】
　上記水素充填率は、数値や、単一又は複数の階級などによる単にランプの点灯や点滅や
消灯などの変化による表示などの報知手段によって使用者が把握可能であるのが望ましい
。
　上記水素充填率の算出や満充填の検出は、ＣＰＵとこれを動作させるプログラムによっ
て行うことができる。水素充填完了を検知すると、装置の動作を自動的に停止させるよう
に構成することができる。
【００２４】
　前記容器接続認識手段による容器接続認識から、満充填検出手段による満充填検出に至
る工程では、水素充填制御手段によって水素の供給・充填を制御して水素充填のシーケン
スを自動化することができる。水素充填制御手段では、容器接続の認識をトリガーにして
、また、容器接続を確認した使用者による手動開始などによって水素の充填を開始するこ
とができる。充填開始は、高圧水素タンクや水素供給路のバルブの操作や、水素吸蔵合金
を用いた水素貯蔵タンクの加熱、水電解装置での電極への通電などによって行うことがで
きる。水素源から接続口に至る水素供給路では開閉弁や流量制御弁の操作によってさらに
水素供給を制御することができる。満充填検出手段によって満充填時には装置を自動的に
停止させることが可能となる。
　水素充填制御手段は、例えばＣＰＵとこれを動作させるプログラムによって構成するこ
とができ、前記した満充填検出手段と兼用するものであってもよい。
【００２５】
　また、従来の技術では、水素貯蔵材料の水素吸収に伴う発熱を効果的に除去する機構を
持たないため、充填の進行に伴って水素貯蔵容器の温度が上昇し、水素吸収を阻害するこ
とで、充填時間が長くなる問題がある。また、これは、充填水素流量が定格よりも落ちる
ことで水素（供給）源の能力が十分に発揮できないことを意味し、機器の有効利用の面で
も問題がある。従って水素吸蔵合金に水素を吸蔵させる際に発生する熱を奪う為、充填装
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置には何らかの冷却機構が必要である。
　したがって、上記水素貯蔵容器は、水素の貯蔵中に容器冷却手段により冷却される。こ
の容器冷却手段による冷却も、水素充填を効率的に行うために上記した水素充填制御手段
によって水素の充填とともに制御されるのが望ましい。すなわち、充填の開始に伴う容器
冷却の開始や、水素充填の進行に伴う発熱量の変化に応じて冷却能の調整などを行うこと
ができる。
【００２６】
　該冷却は、送風や水素貯蔵容器の周辺に配した冷却チューブなどを用いて行うことがで
きる。具体的には、水素発生装置の筐体内に冷却装置を設け、これにより水や不凍液や空
気を冷却媒体として冷却し、冷却された冷却媒体を冷却チューブなどにより水素貯蔵容器
の表面に当てた冷却チューブ、又は熱交換器まで循環させて水素貯蔵容器の熱を奪い冷却
する。このとき、水素貯蔵容器を水素充填装置に取り付けた際に、この冷却チューブ又は
熱交換器が水素貯蔵容器の側面に当たる様に水素充填装置に冷却チューブ又は熱交換器を
設置することができる。
【００２７】
　また、送風により冷却する場合、前記接続口を備えた装置本体に、前記水素貯蔵容器の
周囲を小隙間を介して囲む形状を有する装入穴を設け、さらに前記水素貯蔵容器外周面と
前記装入穴内周面とに、一方またはそれぞれが互いに係合して、前記水素貯蔵容器が前記
装入穴に対し略全周に亘って小隙間を有するように位置決めする位置決め用凹凸形状を設
けることができる。該構成により、冷却空気の流れ隙間が水素貯蔵容器外周面と装入穴内
面との間に確保され、容器の冷却性能が向上する。また、水素貯蔵容器と装入穴との当た
り面を小さくすることで、互いの部品の製作誤差を吸収することができる。なお、位置決
め用の凹凸は、水素貯蔵容器と収納穴との間で、いずれに凹部、凸部を有するかは限定さ
れるものではなく、いずれか一方に凸部を設けたり、一方に凹部を設け、他方に凸部を設
けたりする関係であればよい。また、凸形状は、別物の貼り付けによって付与するもので
あってもよい。
【００２８】
　他の冷却方法の具体例として、ぺルチェ素子を用いても良い。水素貯蔵容器を水素充填
器に取り付けた際に、このペルチェ素子の冷却側が、水素貯蔵容器の側面に当たる様に水
素充填器にペルチェ素子を設置する。そしてペルチェ素子に必要な電圧を印加することで
水素貯蔵容器の熱を奪い冷却する。このとき、ペルチェ素子の加熱側は、例えば水素発生
装置に水素供給側バッファタンクが有り、そのバッファタンクに水素吸蔵合金を使用して
いる場合は、このバッファタンクの加熱に用いても良い。
　なお、送風の機構や冷却チューブ、熱交換器、ペルチェ素子の配置が、水素貯蔵容器の
接続口への着脱の際に干渉する場合は、これらの構成物を着脱に際し退避させておき、着
脱後にこれら構成物を所定の場所に自動または手動により移動させるようにしてもよい。
例えば、冷却部を水素貯蔵容器の側面に当たる様に自動、又は手動で移動できる機構を設
ける。
【００２９】
　水素充填装置により水素貯蔵容器に水素を充填する際に、水素供給ラインを水素貯蔵容
器に接続する着脱部にはカプラなどの接続口が必要であるが、接続口は着脱の際に若干の
水素が漏洩する可能性があり、これは現在技術的に回避出来ない。また、接続口のシール
材が経時変化などで劣化した場合は水素の漏洩量が多くなる傾向が推定出来る。この漏洩
水素が装置内に侵入し滞留すると装置内の電気機器の発する火花などにより発火する危険
がある。水素充填装置を提供するにはこの危険を回避する手段を講じるのが望ましい。
【００３０】
　上記した危険性回避に好適な構成として、少なくとも前記接続口を覆う装置カバーを設
け、この装置カバーの低位置に空気導入口を設け、高位置に空気排出口を設けて、空気導
入口から空気排出口に至る空気経路内または空気経路に近接して前記接続口が位置するよ
うにする。空気導入口に空気を強制導入する空気導入機として、空気導入口に送風する送
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風機や、空気排出口から吸引する吸引機などを用いることができる。この空気導入機は必
要な電力を供給することにより動作し、空気導入口より充填装置内に連続的に空気を導入
し、充填装置の内部を常に微加圧の送風状態とするのが望ましい。該空気経路は、全体と
しては下方から上方へと空気が流れるため、接続口周辺に万一水素が漏洩した場合にも、
空気よりも軽く大気中では上昇する性質のある水素はこの空気とともに空気経路を介して
容易に移動し、空気排出口から放散されることで危険性を回避する。空気排出口は、空気
を確実に上方に放散できるように上方向に向く様に配置するのが望ましい。空気排出口か
ら放散される水素は濃度が著しく低くなっているので、発火などの危険性は排除される。
また、この放散された水素が位置の低い水素導入口から再度装置内に導入されるおそれは
殆どない。さらに、上記空気経路が接続口に接続された水素貯蔵容器の表面に沿うように
構成すれば、空気経路を流れる空気によって水素貯蔵容器の冷却も同時になされ、容器の
冷却と危険性回避は、同時に達成される。
　これらにより水素貯蔵容器を着脱する時に、着脱部分で発生する漏洩水素が充填装置の
内部へ侵入し滞留することがないので、電気機器の発する火花などによる発火の危険が回
避される。
【００３１】
　また、この導入された空気の排出口は水素貯蔵容器の前記装入穴と兼用とし、充填装置
に水素貯蔵容器を取付けた時の充填装置空気排出口の壁と、水素貯蔵容器の両側面の隙間
を適度に保つことにより、この隙間に空気が流れるようにすることができる。この場合、
水素貯蔵容器の表面に空気の流れに沿った溝構造を形成するようにしていもよい。この結
果、排出される空気の流れが水素貯蔵容器の側面に沿う様に導かれ、この空気の流れによ
り水素吸蔵合金の水素吸蔵時に発生する熱を奪うことが出来る。この溝構造は水素貯蔵用
器の位置決め機能を持たせることもできる。
【００３２】
　上記により１つの機構で、発火の危険の回避と、水素貯蔵容器の冷却の２つの機能の両
方を満足出来る合理的な方式となった。
　充填装置のコストダウンや小型化の為には、出来るだけ簡便な方法で発火の危険性の回
避と水素貯蔵容器の冷却に関する要件を満たす必用がある。上記形態によれば、水素貯蔵
容器の有効な発火防止と冷却手段とが兼用されて安全性の確保と水素充填時間の短縮を図
ることができ、コストダウン、小型化に有利である。
【００３３】
　上記の送風形態により、一般的な用途での水素貯蔵容器への水素充填には問題の無い充
填（冷却）性能を得ることができるが、用途に拠っては水素貯蔵容器への水素の充填時間
をより短く求められる場合が考えられる。この場合は水素貯蔵容器の冷却能を高めるため
に、前記したような冷却装置を別機構として設けても良い。
【発明の効果】
【００３４】
　以上、説明したように、本発明の水素充填装置によれば、水素源と、該水素源から供給
される水素を貯蔵するために水素貯蔵容器が接続される着脱自在な接続口と、該接続口に
接続された水素貯蔵容器を冷却するための容器冷却手段と、前記接続口への水素貯蔵容器
の接続を認識する容器接続認識手段と、前記接続口に接続された前記水素貯蔵容器への水
素の満充填を検出する満充填検出手段とを備えるので、簡便な方法で水素充填中に水素貯
蔵容器を効果的に冷却しつつ水素の充填を行うことができ、水素充填時間を短縮させる効
果が得られる。また、接続口に水素貯蔵容器が接続されていないことによる水素漏洩の危
険性を回避することができる。また、満充填時の検出が可能であるので、充填の自動停止
などによって一連の充填シーケンスを自動化することが可能になり、一般消費者にも抵抗
なく水素充填作業ができる効果も得られる。
【００３５】
　また、本発明は、少なくとも前記接続口を覆う装置カバーと、を備え、
　前記装置カバーは、空気を強制導入する空気導入機が接続された空気導入口が低位置に
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設けられ、高位置に空気排出口が設けられているとともに、前記空気導入口から前記空気
排出口に至る空気経路が前記接続口の周囲を通り、かつ、前記接続口に接続された水素貯
蔵容器を冷却するように設けられて前記容器冷却手段を構成しているので、簡便な方法で
漏洩水素による電気部品への悪影響や発火の危険を回避し、同時に水素充填中に水素貯蔵
容器を効果的に冷却することができ、水素充填時間をより短縮させる効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下に、本発明の一実施形態を図１～図３に基づいて説明する。
　本装置には、制御装置２０によって制御がなされる水電解装置２を有しており、制御装
置２０は、ＣＰＵとこれを制御するプログラムとを主構成として構成されており、本発明
の水素充填制御手段に相当する。また、制御装置２０には、操作・表示部２１が接続され
ており、該操作・表示部２１を介して必要な指示を制御装置２０に送ったり、制御装置２
０の制御によって種々の情報を操作・表示部２１に表示することができる。
【００３７】
　水電解装置２には水素供給ライン５が接続されている。該水素供給ライン５には、圧力
伝送器４が接続されており、該圧力伝送器４によって検知された水素供給ライン５内の圧
力検知データは、前記した制御装置２０に伝送される。制御装置２０では、圧力伝送器４
から得た水素圧力情報に基づいて、水素充填装置の制御を行うことができ、該圧力変動に
基づいて水素貯蔵容器への満充填を検出することができる。したがって、圧力伝送器４と
制御装置２０とは協働して満充填検出手段を構成する。
【００３８】
　水素供給ライン５の下流端は、前記分岐部を経て容器接続口８に接続されている。該容
器接続口８はメス型に構成されており、水素貯蔵容器１０に設けたオス型のカプラ１０ａ
の着脱が可能になっている。水素貯蔵容器１０には水素吸蔵合金が収容されており、該水
素吸蔵合金の水素吸蔵、放出により水素の貯蔵、放出がなされる。また、水素貯蔵容器１
０内には、水素センサ１２が内蔵されている。該水素センサ１２は、四角筒型のセンサ本
体の一側壁が切り欠かれて断面コ字形状を有し、角筒内にセンサ用水素吸蔵合金が充填さ
れている。切り欠きの対向する筒壁は、センサ本体が切り欠き側を開放端として変形する
際に応力が集中する易歪み部となっており、この易歪み部に歪みゲージ１２ａが貼り付け
られている。歪みゲージ１２ａの出力は、図示しない出力端によって水素貯蔵容器１０外
に取り出し可能になっており、容器接続口８に水素貯蔵容器１０を接続した際に、歪みセ
ンサの出力端が、制御装置２０に接続されるように構成されている。歪みゲージ１２ａの
出力は制御装置２０に伝送され、その結果、該歪みゲージ１２ａの出力に基づいて、水素
貯蔵容器１０内の水素残量を検出することが可能になる。
【００３９】
　また、容器接続口８の近傍には、容器接続口８に接続された水素貯蔵容器１０を検知す
るためのリミットスイッチ９が配置されており、該リミットスイッチ９の出力は、前記制
御装置２０に出力されている。これにより容器接続口８に水素貯蔵容器１０が接続される
とリミットスイッチ９が作動して、その出力が制御装置２０に出力されて容器接続が認識
される。すなわち、リミットスイッチ９と制御装置２０とが協働して容器接続認識手段を
構成している。
【００４０】
　なお、上記容器接続口８の周囲は、図２に示すように、装置本体に含まれる装置カバー
としてのドック１３内に上向きに配置されており、該容器接続口８の上方では、該容器接
続口８に接続された円筒状の水素貯蔵容器１０の周囲を小隙間を介して囲むドック筒部１
３ａが上向きに設けられており、ドック筒部１３ａの筒穴が本発明の装入穴に相当してい
る。ドック１３は、下端面に空気導入口１４ａが設けられ、内部に空洞を有して上記ドッ
ク筒部１３ａの上端開口が空気排出口１４ｅとなっており、周囲はドック壁で覆われてい
る。また、空気導入口１４ａの近傍には、外部からドック１３内部に送風を行う送風機１
１が空気導入機として配置されている。この結果、空気導入口１４ａから空気排出口１４
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ｅに至る空洞に全体としては上向きとなる空気経路１４ｂ、１４ｃ、１４ｄが構成される
。空気経路１４ｃは、接続口８に接続された水素貯蔵容器１０の先端側周囲に形成され、
空気経路１４ｄは、水素貯蔵容器１０とドック筒部１３ａとの間の隙間によって構成され
る。
【００４１】
　また、水素貯蔵容器１０は、図３に示すように、外周表面に軸方向に沿った溝１０ｂが
位置決め用凹部として所定間隔で複数本形成されており、前記ドック筒部１３ａの内周面
に設けられた位置決め用凸部１３ｂが一部の溝１０ｂに嵌って水素貯蔵容器１０が筒穴と
略全周に亘って所定の間隙が確保されるように位置決めがなされる。上記構成により水素
充填装置が構成されている。なお、位置決め用凸部１３ｂは、軸方向に沿って伸張してい
る必要はなく、軸方向に所定間隔をおいて複数を設けるようにしてもよい。
【００４２】
　次に、上記水素充填装置の作用について説明する。
　水電解装置２で発生した水素ガスは、一定値以上に達すると、水電解を停止してスタン
バイ状態となる。送風機１１は電源の投入と共に駆動を始めている。容器接続口８に水素
貯蔵容器１０を接続すると、リミットスイッチ９の作動によって制御装置２０では、充填
モードに入るとともに、充填用電磁弁６の開放の駆動を始める。圧力伝送器４で検出され
る充填圧力が一定値以下となると、制御装置２０では、水電解装置２を再作動させ、水素
供給を開始する。
【００４３】
　ドック１３内では、上記した送風機１１の動作により空気導入口１４ａから、空気経路
１４ｂ、接続口８の先端周囲の空気経路１４ｃ、水素貯蔵容器１０とドック筒部１３ａ内
周面との隙間の空気経路１４ｄを経て、排気口１４ｅへと送風される。この結果、装置内
の空気および万が一容器接続口８などから漏洩した水素が上記空気経路１４ｂ～１４ｄを
経て空気排出口１４ｅから放散される。この際に、比重の小さい水素は、全体として上方
に移動する空気経路を通して装置外部へと安全に放散される。
【００４４】
　なお、上記ドック筒部１３ａは、水素貯蔵容器１０の着脱の支障に成らない程度に出来
るだけ高くするのが望ましい。これにより、空気導入口１４ａと空気排出口１４ｅの高さ
の差をより大きくすることができる。また、排出される空気の流れが水素貯蔵容器１０の
側面から離れるのを防ぎ、水素貯蔵容器１０の側面の出来るだけ大きい面積に空気の流れ
を触れさせることが出来るので冷却がより確実になる。この空気の流れにおいては、水素
貯蔵容器１０の外表面に形成した溝１０ｂが冷却用の空隙となって空気が円滑に流れると
ともに、外表面の表面積が増大し、水素貯蔵容器１０の外表面を効果的に冷却する。
【００４５】
　水素充填が終盤に入り、水素センサ１２により検出される値が設定した値を超えた場合
、または圧力伝送器４により検出される充填圧力が一定値を超えた場合、水電解装置２を
一時停止する。再度圧力降下した場合、水素供給を繰り返す。水素の充填速度が一定量を
下回った場合、または圧力降下速度が一定量を下回った場合、制御装置２０では、水素充
填が完了したものとみなし、充填用電磁弁６を閉鎖し、操作・表示部２１に充填完了の旨
を表示する。
【００４６】
（参考形態１）
　次に、本発明の参考形態を図４に基づいて説明する。なお、前記実施形態と同様の構成
については、同一の符号を付して、その説明を省略または簡略化する。
　この参考形態１では、水素源として使い切りタイプの供給用水素貯蔵タンク４０を有し
ている。該供給用水素貯蔵タンク４０は、タンク内に収容した水素吸蔵合金（図示しない
）に水素を吸蔵させておき、該水素吸蔵合金を加熱することによって水素を供給する。該
供給用水素貯蔵タンク４０は、水素貯蔵容器１０に対する水素充填を複数回（この形態で
は７回）行うことが可能になっており、使い切ると供給業者で回収されて水素を充填して
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再供給することができる。
【００４７】
　以下、構成について説明する。
　供給用水素貯蔵タンク４０は、供給用接続口４１を介して着脱自在となっており、該供
給用接続口４１に接続された供給用水素貯蔵タンク４０を加熱するヒータ４２が該供給用
水素貯蔵タンク４０に近接して配置されている。なお、供給用水素貯蔵タンク４０の着脱
に際し、ヒータ４２が干渉する場合には、ヒータ４２を退避可能にして供給用水素貯蔵タ
ンク４０を接続する際にヒータ４２を退避させ、供給用水素貯蔵タンク４０を供給用接続
口４１に接続した後、該ヒータ４２を退避位置から加熱位置に自動または手動により移動
させるようにしてもよい。供給用水素貯蔵タンク４０の温度は、温度センサ４２ａによっ
て検知されて、制御装置２０（図４では図示省略）に検知結果が出力されており、制御装
置２０ではヒータ４２の加熱制御を行う。
【００４８】
　前記供給用接続口４１には、水素供給ライン４３が接続されており、該水素供給ライン
４３には、リリーフ弁４４、フィルター４５が介設されている。リリーフ弁４４は、水素
供給ライン４３の圧力が過大となるときに水素供給ライン４３の圧力を外部にリリーフす
る。また、フィルター４５は、水素供給ライン４３を流れる不純物を除去する。
　水素供給ライン４３には、逆止弁４７が介設され、その下流側に接続口４８が接続され
ており、該接続口４８には、水素貯蔵容器１０がカプラ１０ａを介して着脱自在に接続可
能となっている。
【００４９】
　また、接続口４８に接続された水素貯蔵容器１０に近接するようにして水素貯蔵容器１
０の冷却または加熱を行うペルチェ素子５０が配置されている。なお、水素貯蔵容器１０
の着脱に際し、ペルチェ素子５０が干渉する場合には、ペルチェ素子５０を退避可能にし
て水素貯蔵容器１０を接続口４８に接続した後、ペルチェ素子５０を退避位置から冷却位
置に自動または手動により移動させるようにしてもよい。水素貯蔵容器１０の温度は、温
度センサ５０ａによって検知されて、制御装置２０に検知結果が出力されており、制御装
置２０では、ペルチェ素子５０の通電制御を行う。ペルチェ素子５０の他面側には熱交換
板５１が配置されており、該熱交換板５１に対し送風して熱交換率を高めるファン５２が
配置されている。
【００５０】
　次に、参考形態１における水素充填装置の動作について説明する。
　制御装置２０によってヒータ４２を制御して供給用水素貯蔵タンク４０の圧力を調整し
て、圧力センサ４６ａにより検出される圧力を設定値を超えないように制御する。その後
、充填を行う水素貯蔵容器１０をカプラ１０ａを介して接続口４８に手動により装着する
。
【００５１】
　水素貯蔵容器１０の容器内圧力が、供給用水素貯蔵タンク４０の圧力より低ければ、水
素貯蔵容器１０に水素が充填される。供給用水素貯蔵タンク４０の圧力が同じか水素貯蔵
容器１０の圧力がそれ以上の場合、逆止弁４７により水素の充填を停止する。
【００５２】
　水素充填開始後、タイマー（図示しない）でカウントされて設定時間が経過すると、制
御装置２０では、満充填であると判定し、供給用水素貯蔵タンク４０に対するヒータ４２
の動作を停止し、充填完了ランプを点灯させる。また、制御装置２０は、ペルチェ素子５
０への通電およびファン５２の動作を停止させる。したがって、この形態では、タイマー
と制御装置２０によって満充填検出手段が構成されている。
　操作者は、満充填を確認することで、操作・表示部２１（図４では図示省略）にあるメ
イン電源スイッチを手動でオフにする。充填が完了した水素貯蔵容器１０は、操作者によ
って接続口４８から取り外されて利用に供される。
【００５３】
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（参考形態２）
　上記参考形態１では、水素貯蔵容器１０の冷却にペルチェ素子５０が利用されている。
この参考形態２は、ペルチェ素子で水素貯蔵容器１０を冷却する際に、ペルチェ素子の放
熱を水素供給側に利用するものである。なお、上記各実施形態と同様の構成については同
一の符号を付してその説明を省略または簡略化している。
【００５４】
　この参考形態では、水素源として高圧ボンベ６０や水素発生機６１などが用いられてお
り、この水素源には水素供給ライン６２が接続されており、該水素供給ライン６２には、
充填用電磁弁６３、逆止弁６４が介設され、さらに水素供給ライン６２内の圧力を検知す
る圧力センサ６５が接続されている。水素供給ライン６２は、水素バッファライン６３０
が分岐しており、分岐部の下流側には、逆止弁６６が介設されて接続口６７が接続されて
いる。水素バッファライン６３０には、リリーフ弁６３０ａ、フィルター６３０ｂが介設
されて、水素バッファライン６３０端部にバッファ用接続口６３０ｃが接続されており、
該バッファ用接続口６３０ｃには、バッファ用水素貯蔵タンク６８が接続可能になってい
る。リリーフ弁６３０ａは、バッファライン６３０内の圧力が過大な場合に圧力を外部に
リリーフし、フィルター６３０ｂで、バッファライン６３０内を流れる不純物などを除去
する。なお、バッファ用水素貯蔵タンク６８内には、水素吸蔵合金が収容されており、水
素の吸蔵、放出が可能になっている。
【００５５】
　前記した接続口６７には、水素貯蔵容器１０の着脱自在な接続が可能になっており、接
続された該水素貯蔵容器１０には、ペルチェ素子５０の一面側が近接し、前記したバッフ
ァ用水素貯蔵タンク６８には、ペルチェ素子５０の他面側が近接するようにペルチェ素子
５０が配置されている。なお、上記近接は、熱交換部などを介するものであってもよい。
　具体的には、ペルチェ素子５０の水素貯蔵容器１０側とは異なる面側には熱交換部５１
が設けられ、該熱交換部５１での熱交換を促進するファン５２が設けられている。
【００５６】
　次に、この参考形態の動作について説明する。
　この参考形態では、水素貯蔵容器１０への水素充填においては、水素は水素源から直接
水素貯蔵容器に供給されるものではなく、一旦バッファ用水素貯蔵タンク６８に水素を貯
留して、該バッファ用水素貯蔵タンク６８より水素貯蔵容器１０に水素を供給するもので
ある。
【００５７】
　すなわち、先ず、充填用電磁弁６３を開いて高圧ボンベ６０や水素発生機６１などの水
素源から供給される水素を水素供給ライン６２からバッファライン６３０へと移動させ、
バッファ用接続口６３０ｃを通してバッファ用水素貯蔵タンク６８内に水素を一時的に貯
留する（図５（ａ））。この際に、ペルチェ素子５０によってバッファ用水素貯蔵タンク
６８側を冷却する。この冷熱は、熱交換板５１を介してバッファ用水素貯蔵タンク６８に
伝えられてバッファ用水素貯蔵タンク６８が冷却され、水素の吸蔵効率が向上する。この
際にファン５２を用いる。
【００５８】
　バッファ用水素貯蔵タンク６８に水素を貯留した後、接続口６７には水素貯蔵容器１０
を接続して水素の充填に備えられる。水素の充填では、充填用電磁弁６３を閉じ、ペルチ
ェ素子５０によって水素貯蔵容器１０を冷却し、一方、ペルチェ素子５０の放熱側でファ
ン５２を動作させ、熱交換板５１を介してバッファ用水素貯蔵タンク６８を加熱する。す
ると、バッファ用水素貯蔵タンク６８に貯留された水素が放出され、バッファライン６３
０を通して水素供給ライン６２の下流側に流れ、接続口６７を通して水素貯蔵容器１０に
水素が充填される。この際に水素貯蔵容器１０は、上記のようにペルチェ素子５０で冷却
されており、水素吸蔵（充填）時のエネルギ効率が向上し、機器占有面積も低減している
。
　水素の満充填検出は、前記実施形態と同様に行うことができ、水素貯蔵容器への水素の
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【００５９】
　以上、本発明について、上記実施形態に基づいて説明を行ったが、本発明は上記実施形
態の内容に限定されるものではなく、本発明を逸脱しない範囲で適宜の変更が可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態の水素充填装置の概略を示す図である。
【図２】同じく、水素充填装置の構成の一部を拡大した断面図である。
【図３】同じく、水素貯蔵容器の斜視図および接続された状態の水素貯蔵容器を示す平面
図である。
【図４】本発明の参考形態の水素充填装置の概略を示す図である。
【図５】同じく、さらに他の参考形態の水素充填装置の概略を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
　２　　水電解装置
　５　　水素供給ライン
　８　　接続口
　９　　リミットスイッチ
１０　　水素貯蔵容器
１０ａ　溝
１３ｂ　位置決め用凸部
１１　　送風機
１４ａ　空気導入口
１４ｂ　空気経路
１４ｃ　空気経路
１４ｄ　空気経路
１４ｅ　空気排出口
１３　　ドック
２０　　制御装置
２１　　操作・表示部
４０　　供給用水素貯蔵タンク
４２　　ヒータ
４３　　水素供給ライン
４８　　接続口
５０　　ペルチェ素子
６０　　高圧ボンベ
６１　　水素発生機
６２　　水素供給ライン
６７　　接続口
６８　　バッファ用水素貯蔵タンク
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